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一、产品用途 

本产品为实验室用等离子体处理设备，主要用于材料（金属、陶

瓷及高分子材料）的表面改性处理和表面清洗处理，可以进行表面活

化、表面接枝、表面聚合以及等离子体辅助化学气相沉积等，广泛应

用于塑料、纺织以及功能材料等诸多领域。产品具有结构紧凑，操作

方便，重复性好和寿命长等优点，是高校、科研院所、企业进行等离

子体表面改性的理想实验设备。 

 

二、设备组成 

本产品由反应腔（又称真空腔）、真空系统、流量控制系统、真

空测量系统、电源系统和控制系统组成。 

反应腔由真空室和电极组成，是等离子体反应空间，待处理物品

置于反应腔内；真空系统由真空泵以及真空管路组成，负责将反应腔

内的空气抽净并在工作时维持适当的真空度；流量控制系统主要由质

量流量计和电磁阀门组成，其作用是精确控制反应气体的进气流量，

并维持工作期间所需要的真空度；真空测量系统由真空测量和真空度

显示仪组成，用于检测背底真空度和工作真空度的数值；电源系统为

反应腔提供信号和能量，以激发反应腔内的反应气体电离形成所需要

的等离子体；控制系统的作用是按照最优的工艺参数和步骤控制设备

的动作过程，并维持工艺参数的稳定。 

本设备采用触摸屏+PLC 可编程控制器，处理参数可以在触摸屏 
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上任意设定，具有手动/自动切换功能。自动操作采用“一键式”，工

作过程完全由计算机自动控制完成。手动操作有用户在手动实验界面

上自行完成。 

 

三、工作原理 

等离子体状态下，离子化的气体与材料表面发生化学反应，如活

化、接枝、沉积、聚合等，从而使材料表面的成分组成发生变化，导

致表面性能发生明显的变化。可以完成材料表面的亲水化处理、疏水

化处理、金属化处理、阻燃处理等功能。 

清洗过程： 

 

 

活化过程： 

 

 

刻蚀过程： 
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接枝过程： 

 

 

 

 

每个处理过程均包括清洗、抽气、进气和放电四个步骤。过程完

成后，开始对真空室内充气，使其内压力恢复到大气压。设备实现了

一键操作的自动控制功能，即在设定好各项预定参数（功率、真空度

和处理时间）后，只需按下开始键即可自动完成所有工作程序，结束

时以蜂鸣器的报警声和提醒界面提示操作者实验正常完成，及时取出

样品，并开始下次实验。意外情况下，按下急停开关，终止处理过程。 

 

四、操作面板说明     

操作面板上各按钮或开关的作用分别如下: 

指示灯：总电源接通后，电源指示灯亮，说明设备已经供电。 

蜂鸣器：工作结束或设备出现异常时蜂鸣提醒。 

急 停：处理过程中，如发生意外情况或故障时紧急停车的控制按钮。

“急停”按钮按下后，设备停止工作过程，并启动放空气路向反应腔

内充入空气，降低腔内真空度，避免真空泵油返入反应腔。 

触摸屏：是设备人机对话的唯一介质，操作人员通过触摸屏可设置程

序类型并自由设置处理参数，并可实时监测过程进行中的各项数值。 
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五、触摸屏程序控制说明 

开机后触摸屏上显示初始页面，，点击用户登陆后输入正确密码

进入到模式选择画面，如下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指示灯 

蜂鸣器 

触摸屏 

急停 

总电源 
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点击 “用户登录”，弹出输入密码子页面，输入初始密码 “111”

后进入模式选择页面。  

模式选择包括“自动模式”、“手动模式”、“PID 自动”、“系统设

定”、“密码管理”和“退出系统”功能，选择后点击分别进入相应的

操作页面。 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 自动模式 

    在自动模式页面，点击页面右上角的“参数修改”设置好处理参

数之后点击“启动”，系统会按设定参数自动运行，处理完成后蜂鸣

提醒，如下图： 

 

 

 

 

 

 

待机   
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“自动模式”页面内的各项功能键和指示说明如下： 

帮助 ：此页面可查看关于“自动模式”的相关帮助，如下图所示。 

 

 

 

 

 

 

参数修改 ：点击后可对自动模式下的实验参数进行修改。 

 

 

 

 

 

 

真空泵运行倒计时 ：即系统设定内的真空泵最大抽真空时间。 

真空室压力 ：显示设备工作时，腔体内的实时压强数值。 

手动放空 ：一般在程序中断时使用。 

停止放空 ：用于终止手动放空。 

接枝设定 ：此区域可以选择一遍或者二遍接枝程序。此功能需在

配有 DJ-01 型汽化接枝仪时方可使用。 
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启动 ： 实验程序启动键，点击此键即开始按预定设置开始实验。

点击后按照设定的参数对样品处理两次，两次处理的条件（包括气体

种类、处理功率、处理时间和气体流量等）可以相同也可以不同，在

两次处理之间不进行放空，即样品不取出，在完成第一次处理的放电

过程后，停止进气，继续抽真空，待达到要求的背底真空度后，喂入

设定的第二遍处理的气体，然后按与第一次处理相同的剩余步骤进行

完毕，最后放空，取出样品。 

待机/运行/故障 ：机器工作状态指示，“待机”表示机器未运转，

也没有故障；“运行”表示机器运行中，没有故障；“故障”表示机器

有故障。 

停止 ： 当机器在运转工程中时，可按此键停止机器的运转状态。  

接枝提醒继续  ：用于提醒此时是否进行接枝，如需要点击继续。 

配方设置 ：此页面可对“自动模式”内的参数进行保存，也可

增加、修改或删除配方，如下图所示。 

 

 

 

 

 

 

 

配方设置内的按键功能如下： 

【装载】：选择好配方之后点击本按键可以将配方中的参数导
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入到自动模式内。 

 【保存】：可以保存修改后的配方。 

       【增加】：增加一个新的配方。 

       【删除】：删除当前配方。 

   【修改名称】：修改配方名称，支持中文和英文。 

报警查询 ：点击此按钮进入 “报警界面”，可查询历史报警，

并可对当前报警复位，如下图所示。 

 

 

 

 

 

 

监视画面 ：此页面可监视当前系统运行的状态，如下图。 

 

 

 

 

 

 

返回 ： 点击此按钮，返回至“模式选择”页面。 
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5.2 手动模式 

“手动模式”是指通过触摸屏，按设备工作顺序，逐项手动控制

完成实验，如下图： 

 

 

 

 

 

 

 

“手动模式”页面内的各项功能键和指示说明如下： 

帮助 ：此页面可查看关于“手动模式”的相关帮助，如下图所示。 

 

 

 

 

 

 

真空泵：此区域内的“开启”和“关闭”分别是控制真空泵的启

动和停止，真空度的值则是在显示框内，真空测量范围是 1-250Pa。 
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放空：在处理结束之后破真空的按钮，关闭真空泵时手动打开放

空阀，待腔门能打开后关闭放空阀。 

一路/二路流量计：设定进气的流量值，范围是 0-100SCCM，单位

是标准毫升/分，输出是当前质量流量计实时反馈。 

放电电源：用来开启射频电源的按钮，设定功率之后按下开启，

输出功率和反射功率是当前射频电源的实时反馈值。 

手动清洗：手动开启清洗功能，作用是将气体管路内的空气或者

残余的气体冲到腔体内，然后真空泵将气体抽走，设定范围是

0-100SCCM，设定次数则是冲洗的次数。 

曲线图 ： 实时显示真空度波动情况。 
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报警查询 ：点击此按钮进入 “报警界面”，可查询历史报警，并

可对当前报警复位，如下图所示。 

 

 

 

 

 

 

返回 ： 点击此按钮，返回至“模式选择”页面。 

 

5.3 PID 自动 

“PID 自动”和“自动模式” 的不同点是 PID 模式内可以设定

放电时的真空度值，通过调节进气的大小使腔体内真空度稳定在设定

值。 
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“PID 自动”页面内的各项功能键和指示说明如下： 

帮助 ：此页面可查看关于 PID 自动的相关帮助，如下图所示。 

 

 

 

 

 

 

 

“PID 自动模式”页面上的其他功能键和指示说明与自动模式下

的操作说明相同，请参照本说明书“5.1 自动模式”内的详细解说。 

 

5.4 系统设定 

此页面可对系统内参数进行修改，如下图所示： 
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真空泵最大抽真空时间：可设定真空泵运行时间限制，当真空泵

运行超过该参数设定时间时，设备会自动报警提示。 

放空时间：可设定真空腔放空时间，由真空状态到大气状态放空

阀打开时间。 

进气稳定时间：当抽真空达到背底真空时进气，进气的时间则是

由本参数控制，稳定时间在 30-60 秒之间合适，也可适当延长时间。 

故障报警蜂鸣提醒时间：可设定报警产生时蜂鸣器提醒时间。 

一般故障停机延时时间：可设定故障发生至设备停机的时间。 

工序过度时间：可设定一遍结束和第二遍开始之间的过渡时间。 

工作真空度上限：可设定放电时最高真空度值，真空度高于该设

定值时，设备会自动报警。 

工作真空度下限：可设定放电时最低真空度值，真空度低于该设

定值时，设备会自动报警。 

电源反射极限：允许电源反射最大值（仅提示但不停机）。 

电源反射上限：超过电源设定的反射上限时设备报警并停机。 

清洗背底：选择清洗次数为 1 次及以上时需设置本参数，当抽真

空达到该参数时进行清洗进气。 

一路清洗流量：对一路清洗流量值的设定，范围是 0-100SCCM。 
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二路清洗流量：对二路清洗流量值的设定，范围是 0-100SCCM。 

清洗次数：对清洗次数设置，设置 1次即进行一次冲洗，2 次即

进行两次清洗，设置为 0 时清洗功能关闭。 

清洗时间：设定清洗进气时间，对一遍清洗和两遍清洗均有效。 
 

5.5 密码管理 

    密码管理可以修改进入系统的密码，在本页面内即可修改密码， 

如下图： 

 

 

 

 

 

 

“密码管理”页面内的各项功能键和指示说明如下： 

密码修改：点击进入该页面，输入旧密码和两次新密码即可修改

登录密码。 
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登录界面：点击进入登录画面可以验证密码是否已修改。 

用户管理：可对登录的用户进行权限管理，MASTER 属于管理者，

可以对用户进行增加或者删除。操作员只可以进行操作，系统中的设

定参数均不可以修改，只有登陆了“MASTER”用户之后才可以进行参

数的修改。 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 退出系统 

点击该按钮即可退出登录，当下次需要操作的时候必须重新登录，

否则不可以进行操作。 

 

六、设备安装 

设备开箱后，首先检查设备和真空泵有无明显的受损现象，如 

果有，需及时更换后再进行调试； 

开箱检查无误后： 

1．将设备平稳摆放到预定位置； 

2．安装波纹真空连接管： 
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(1)松开卡箍，取下黑色堵头（此物用于防止运输中漏油），注意：

请勿将黑色 O 型圈取出。如下图所示： 

 

   

 

 

 

 

(2)取出配件箱中的波纹真空连接管，将真空管两端的快接接头

分别接入设备内部的抽真空口和真空泵抽气口，装好 O形圈和卡箍并

连接牢固，注意：卡箍不要锁的太紧，力道适中即可。如下图所示： 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黑色堵头 

卡箍 

黑色 O 型圈，请勿取出！ 
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3．安装电源连接电缆：打开配件箱，取出电源连接电缆，将电

缆的一端插入后面板的相应插座内； 

 

 

 

 

 

 

 

4. 将气管卸下，气管另一头连接到相应钢瓶减压阀上的接头上，

并用卡箍拧紧确保密封，如下图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、设备操作 

1. 打开反应腔门，取出样品板。 

2. 将待处理样品置于样品板上。 

插入电源连接电缆 
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3. 将样品板水平推入到位。 

4. 关闭反应腔门。 

5. 打开供气钢瓶总阀，并将出口压力通过减压阀调节到合适值，

一般为 0.2MPa。具体步骤如下： 

(1) 先将钢瓶阀门打开，调节进气为 2-5MPa； 

 

 

 

 

(2) 进行减压阀调节，进入腔体的气体压力须在 0.2MPa 左右； 

 

 

 

 

 

6. 若要进行接枝实验，需将接枝仪与设备的气路连接到一起，

步骤如下： 

(1)将气管另一头从设备背部的接枝口伸出； 

 

 

 

 

内部 

接枝口 

外部 
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(2)与汽化接枝仪连接，操作步骤请参见汽化接枝仪说明书。 

7. 开启总电源开关，待触摸屏启动完毕。 

8. 参数设定和程序选择。 

9. 手动时，按实验人员的意向进行操作；自动时，按下“启动”

按钮，设备自动开始处理过程，当处理过程结束后，自动进入到提醒

页面，按“确认”后回到主页面，等待再次进行实验。同时蜂鸣器鸣

响，提醒操作人员实验已经完成。10 秒钟后蜂鸣器自动关闭。 

10. 打开反应腔门，将样品取出。 

11. 再次处理重复以上 2-10 步骤。 

12. 全部实验结束后，关闭总电源。 

 

八、设备保养及注意事项 

设备保养： 

1. 设备不用时，应将真空反应腔保持真空密封状态。 

2. 放电极板、腔体、门盖内表面的保养： 

每次实验完成后需对极板、腔体外沿及门盖内表面进行擦拭工作，

一定要使用无尘布或者其他不易带来纤维或其他残留的布，沾上酒精，

擦拭 1-2 遍。  

3. 真空泵的保养： 

（1）真空泵不能低于 2/3 油液面，当低于这个油液面时，需立即

补填新油； 

（2）定期观察真空泵油面镜的浑浊度，如发现浑浊严重，需立即 
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更换泵油，一般情况下两个工作月，全面更换一次，如果使用频繁，

则更换泵油的周期相应缩短，务必保持油面镜的清洁度。全面更换的 

时候,一定要先倒尽真空泵内废油，然后才能添加新油，建议选用长

城牌或七星牌润滑油 100#。 

（3）当在外部工艺条件没有发生本质变化的情况下，如果发现机

器的抽真空时间变长的话，需及时观察真空泵的运转情况是否良好，

观察的方法有：检查真空泵和机器的连接管道是否通畅或者是否有漏

气现象发生,观察（1）、（2）所述步骤是否做到。 

★注意事项： 

1. 由于工作气体有一定的危险性，所以工作时真空泵的排气应

通过管道排出室外。 

2. 设备不使用时应将钢瓶总阀关紧，防止漏气。 

3. 设备工作间应保证良好的通风，并严禁明火。 

4. 设备进行长时间高功率放电后，电极温度较高，严禁立即用

手去取出样品，防止意外烧伤，应冷却一段时间再取出样品，建议不

要长时间进行高功率放电，这样对电源、电极都有损害。 

5. 机柜内有高频电源发生器, 切勿随意触摸或擅自拆卸,高压

危险! 

6. 波纹管接头处的卡箍切勿拧的太死，会造成内部 O 型圈变形

而导致真空度抽不下去。 

    7.当接入钢瓶时，务必将进气压力设定为 0.2MＰａ，切不可调节 

过高或过低。 
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九、维修指南 

9.1 常见故障现象及解决方法 

故障现象 故障原因 解决方法 

抽真空困难 

腔体舱门未盖紧 重新盖好腔体舱门 

腔体舱门密封圈损坏 更换 O型圈 

泵油变质 更换泵油 

进气口密封性不良 调整进气口 

抽气及进气管道漏气 检查各连接部位确保密封性可靠 

电磁阀不动作 
保险管烧坏 更换保险管 

电磁阀损坏 更换电磁阀 

不放电 
真空度过高 

检查真空泵有无开启，进气是否

正常 

射频电源或匹配器未开启 按下射频电源或匹配器电源开关 

程序结束无报

警提示 

参数设定页面报警提醒时间

设定错误 
将报警时间设为 3—8秒或者更长 

蜂鸣器烧坏 更换蜂鸣器 

真空泵不工作 

电源进电缺相 检查电源进电 

泵油过脏 更换泵油 

泵轴卡死 清洗泵轴 

热过载跳脱 将热过载复位 

不自动运行 
系统报警 进行报警查询，消除报警 

没有点击自动按钮 先点击自动，在点击运行 

气路读数异常 
钢瓶进气压力过大 将钢瓶进气压力调节到 0.2MPa 

质量流量计插头松动 将插头重新插好 
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9.2 报警内容及解决方法 

    当系统出现故障时会产生相应的报警，解决方法如下： 

1、【真空度过低报警】：当前放电时真空度小于系统设定内的真

空度最小值值就会产生此报警，增大气体进气量或者减小设定值可消

除报警。 

2、【真空度过高报警】：当前放电时真空度大于系统设定真空度

最大值会产生此报警，减小气体进气量或者增大设定值可消除报警。 

3、【反射提醒】：当电源反射功率大于系统设定内反射提醒功率

时会出现报警，此故障不影响系统的运行，增大设定功率可消除报警。 

4、【反射报警】：当电源的反射功率大于系统设定内反射报警功

率时会出现报警，此故障产生时会自动停机，请与厂家联系。 

5、【真空泵故障报警】：当系统参数内真空泵设定倒计时达到设

定值而真空未抽到背低真空时产生此报警。检查真空泵是否正常运转，

更换真空泵油，或者与厂家联系 

6、【电源无功率输出，请检查电源是否开启】：当电源开启后无

功率输出时产生此报警。检查电源是否开启，或者与厂家联系。 

7、【急停按下，请旋出】：急停被按下出现此报警。旋出急停按

钮即可解除此报警。 

非常感谢您使用我公司产品，若在使用中出现问题请联系我们： 

地址：苏州市高新区泰山路 2号博济科技园 C区 201 

电话：0512-88876979       传真：0512-88876980  

邮箱：sales@opsplasma.com  OPS 官方网址 OPS 官方微信 

mailto:sales@opsplasma.com�
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